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  1. Цели и задачи самостоятельной работы студентов

         Целью работы явятся углубление и закрепление знаний, полученных при изучении курса «Методы контроля оптики», развитие навыков самостоятельной работы, умения решать конкретные инженерные задачи.

2. Методические указания по выполнению  самостоятельной
внеаудиторной работы
Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется студентом в соответствии с темами указанными в таблице 1. В этой таблице так же указывается источник, необходимый для освоения предложенного материала. По окончании изучения раздела студент предоставляет отчетв соответствии с заданием в виде конспекта или проходит собеседование с преподавателем.
                                                                                 Таблица 1
Самостоятельная работа
	№
п/п
	Наименование видов самостоятельной работы
	Трудоемкость
(час.)
	Методические материалы


	1
	Интерферометры с совмещенными ветвями.
	5
	[1]
(см. п. 8.1)

	2
	Интерферометры радиального, поворотного   и   реверсивного сдвига  
	5
	[1]
(см. п. 8.1)

	3
	Многолучевые интерферометры.
	5
	[1]
(см. п. 8.1)

	4
	Интерферометры с многократным прохождением лучей
	5
	 [1]
(см. п. 8.1)

	5
	Метод Ронки

	5
	 [1]
(см. п. 8.1)

	6
	Подготовка к промежуточной аттестации и ее прохождение
	20
	[1]
(см. п. 8.1)



3. Вопросы для самоконтроля 

1. Что применяют в лабораторных условиях вместо звезды?

а) Точечное отверстие с лампой, соответствующего спектрального состава
     б) Лампу накаливания
     в) Щель с лампой, соответствующего спектрального состава
     г) Ртутную лампа сверх высокого давления

2. В лабораторных условиях применяется точечное отверстие с лампой, соответствующего спектрального состава. Диаметр отверстия должен быть гораздо меньше, чем:


а) , где D – диаметр апертуры объектива

     б) , где D – диаметр апертуры объектива

     в) , где D – диаметр апертуры объектива

     г) , где D – диаметр апертуры объектива

3. Из чего состоит простейшее устройство для контроля небольших линзовых объективов?

а) Из точечного отверстия, контролируемого объектива и окуляра большого увеличения
     б) Из щели, контролируемого объектива и окуляра большого увеличения
     в) Из точечного отверстия, контролируемого объектива и окуляра с небольшим увеличением
     г) Из точечного отверстия и окуляра большого увеличения

4. Для контроля пучка с апертурой…….. необходим окуляр с фокусным расстоянием 10 мм или 25 кратным увеличением.


а) 

     б) 

     в) 

     г) 

5. В чем заключается основная идея шрилен – метода?

а) Состоит в обнаружении боковых смещений лучей за счет их задерживания и модификации.
     б)  Состоит в обнаружении продолных смещений лучей за счет их задерживания 
     в) Состоит в обнаружении поперечных смещений лучей за счет их задерживания и модификации
     г) Состоит в обнаружении боковых смещений лучей

6. Если нож Фуко помещают между идеальным сферическим зеркалом и его фокусом, то теневая картина будет состоять из:

а) Разделенных областей: светлой и темной.
     б) Одной области – светлой 
     в) Одной области – темной
     г) Правильного ответа нет

7. Если нож Фуко находится перед фокусом, то при введении ножа темная картина (тень) перемещается:

а) Снизу вверх
     б) Сверху вниз
     в) Слева направо
     г) Справа налево

8. Если тень перемещается в направлении противоположном перемещению ножа, то нож находится:

а) За фокусом
     б) Перед фокусом
     в) На расстоянии равном двойному фокусному расстоянию
     г) Правильного ответа нет

9. Теневая картина будет изменяться внезапно и полностью, если нож Фуко находится:

а) Точно в фокусе 
     б) За фокусом
     в) Перед фокусом
     г) Правильного ответа нет 

10. В методе ножа Фуко в качестве источника света может выступать:

а) Точечный источник или светящаяся щель
     б) Точечный источник
     в) Светящаяся щель
     г) Ртутная лампа сверхвысокого давления

11. Что используют для определения размера изображения точки или кружка Эри?

а) Т-критерий Гартмана.
     б) Н-критерий Гартмана
     в) М-критерий Гартмана     
     г) П-критерий Гартмана

12. Для определения размера изображения точки или кружка Эри используют Т-критерий Гартмана с размерностью:

а) в угловых секундах.
     б) в угловых минутах
     в) в градусах
     г) радианах
13. Выберите правильную формулу для определения размера изображения точки или кружка Эри используют Т-критерий Гартмана:


а) .

     б)

     в) 

     г)

14. С помощью чего можно определить  астигматизм зеркал?

а) Путем сравнения средних значений фокусов, полученных от двух взаимных перпендикулярных диаметров экрана.
     б) Путем сравнения значений фокусов, полученных от двух взаимных перпендикулярных диаметров экрана
     в) Путем сравнения средних значений фокусов, полученных от двух взаимных параллельных диаметров экрана
     г) Путем сравнения значений квадратов фокусов, полученных от двух взаимных перпендикулярных диаметров экрана

15. В чем отличие экранов со спиральным расположением от экранов с радиальным расположение отверстий?

а) В том, что отверстия сдвинуты вдоль радиуса относительно соседних, образуя спираль.
     б) В том, что отверстия сдвинуты поперек радиуса относительно соседних, образуя спираль
     в) Отверстия в спиральном расположении больше, чем в радиальном расположении
     г) В том, что отверстия сдвинуты вдоль радиуса относительно соседних, образуя определенный рисунок

16. Что позволяют выявить экраны со спиральным расположением отверстий?

а) Позволяют выявить зональные погрешности.
     б) Позволяют выявить радиальные погрешности
     в) Позволяет выявить зональные и радиальные погрешности
     г) Правильного ответа нет 

17. Какое преимущество у экранов с квадратным расположением отверстий?

а) Это равномерное распределение точек по поверхности.
     б) Это последовательное распределение точек по поверхности
     в) Размеры отверстий очень малы
     г) Правильного ответа нет

18. При обработке экспериментальных данных в методе Гартмана после определения положения пятен на фотопластинках определяют:

а) “центр тяжести” и “центр группирования результатов измерений”. 
     б) “центр тяжести”
     в) “центр группирования результатов измерений” 
     г) Правильного ответа нет

19. Какое преимущество дает использование экрана с прямоугольным расположением отверстий?

а) Нет необходимости средневзвешенной компенсации.
     б) Отсутствуют некоторые виды погрешностей
     в) Просты в изготовлении
     г) Все выше перечисленное

20. Приобработки экспериментальных данных в методе Гартмана после того, как “центр тяжести” выбран за начало системы координат, находят:

а) разность между новыми величинами Х и Y каждой точки и координатами, которые соответствовали бы им на идеальном зеркале. 
     б) разность между новыми величинами Х, Y и Z каждой точки и координатами, которые соответствовали бы им на идеальном зеркале
     в) разность между новыми величинами Х и Y каждой точки и координатами, которые соответствовали бы им на сферическом зеркале
     г) разность между новыми величинами Х и Y каждой точки 


21. Приобработки экспериментальных данных в методе Гартмана отклонение лучей, полученных из разности координат можно рассматривать как:

а) Результат расфокусировки.
     б) Результат аберраций
     в) Результат расфокусировки и аберраций
     г) Правильного ответа нет

12. Приобработки экспериментальных данных в методе Гартмана отклонение лучей, полученных из разности координат можно рассматривать как результат расфокусировки. Эта особенность справедлива в случае, когда:
а) Фотопластинка расположена не на том же расстоянии от зеркала, что и собирающая плоскость, для которой были вычислены пути лучей.
     б) Фотопластинка расположена на одинаковом расстоянии от зеркала, что и собирающая плоскость, для которой были вычислены пути лучей
     в) Фотопластинка расположена на расстоянии в два раза большем от зеркала, что и собирающая плоскость, для которой были вычислены пути лучей
     г) Правильного ответа нет

22. Какая формула для определения остаточного отклонения лучей в наилучшем фокусе?


а) 

     б) 

     в) 

     г) 


23. Отклонение поверхности можно записать в виде?


а) 

     б) 

     в) 

     г) 


24. В формуле , что означают B иС?

а) B и С – характеризуют наклон волнового фронта
     б) B и С – неизвестные коэффициенты
     в) B и С - проекции координат экрана на зеркало
     б) Правильного ответа нет

25. Если D=Е, то D(x2+y2), то D и E?

а) D и E – ошибка фокусировки
     б) D и E – ошибка астигматизма
     в) D и E – ошибка дифракции
     г) D и E – ошибка фокусировки и астигматизма

26. Если D≠Е и F=0, то

а) Ошибка вызвана астигматизмом по горизонтальной или вертикальной оси
     б) Ошибка вызвана астигматизмом по горизонтальной оси
     в) Ошибка вызвана астигматизмом по вертикальной оси
     г) Правильного ответа нет

27. Если F≠0, то

а) Астигматизм ориентирован произвольно
     б) Астигматизм ориентирован с определенным направлением
     в) Ошибка вызвана астигматизмом по горизонтальной или вертикальной оси
     г) Ошибка вызвана астигматизмом по горизонтальной оси

28. При использовании чего метод по звезде, который является качественным, можно сделать количественным?

а) При использовании фотоэлектрических датчиков
     б) При использовании электрических датчиков
     в) При использовании фоточувствительных датчиков
     г) При использовании световых датчиков


29. На какие группы разделяется метод контроля по звезде?

а) Метод контроля очень малых аберраций, равных или чуть меньше предела допуска Штрелля и метод контроля больших аберраций.
     б) Метод контроля средних дифракций, равных или чуть меньше предела допуска Штрелля и метод контроля больших аберраций
     в) Метод контроля малых дифракций, равных или чуть меньше предела допуска Штрелля и метод контроля больших аберраций
     г) Метод контроля малых и больших дифракций

30. Что необходимо при контроле по звезде для случая малых аберраций?

а) Необходима информация о виде функции рассеяния точки 
     б) Необходима информация о виде функции излучения точки
     в) Необходима информация о виде функции испускания точки
     г) Необходима информация о виде функции освещенности точки

31. В без аберрационной картине Эри, полученную системой в монохроматическом свете с круговой апертурой, zопределяется по формуле:


А.

б.

     в.

г.

32. Для контроля методом Плацека-Гавиолы применяют:
а. тонкую непрозрачную нить, совпадающую с изображением светящейся щели;
б. асферическое заркало;
в. нож;
г. нет правильного ответа.

33. Что из указанного НЕ относится к преимуществам метода Плацека-Гавиолы:
а. возможность наблюдать одновременно два и более отверстия на экране;
б. отверстие в экране может быть значительно шире, чем отверстия, используемые при контроле локальных дефектов с помощью ножа;
в. критерии определения центра кривизны участка зеркала с помощью одного отверстия в экране при минимальном освещении проходящего через непрозрачную нить или полоску нити, более надежные, чем критерии согласования распределения интенсивности от 2-х отверстий при использовании ножа на оси.
г. все выше указанное.

34. Результирующая амплитуда изображения контролируемой поверхности (в методе фазовой модуляции) такова, что:
а. его интенсивность равна интенсивности прямого света;
б. его интенсивность больше интенсивности прямого света;
в. его интенсивность меньше интенсивности прямого света;
г. видны погрешности детали.

35. Что из ниже указанного является преимуществом в методе фазовой модуляции:
а. аберрации проявляются как круговая суперпозиция, составляющих компонентов на фоне с однородной интенсивностью;
б. аберрации проявляются как линейная суперпозиция, составляющих компонентов на фоне с неоднородной интенсивностью;
в. контрастность картины можно увеличить уменьшением интенсивности фона;
г. контрастность картины можно уменьшить уменьшением интенсивности фона;


36.  В каком из нижеуказанных методов позволяет обнаружить на поверхности дефекты, размером 0,1 нм и с контрастностью 15%:
а. метод фазовой модуляции;
б. метод Лио;
в. фазо-ножевой метод;
г. метод Вольтера.


37.  В основе метода контроля методом Вольтера лежит:
а. изменение знака комплексной амплитуды на половине плоскости, при ее неизменности на другой полуплоскости;
б. изменение знака комплексной частоты на половине плоскости, при ее неизменности на другой полуплоскости;
в. изменение знака комплексной амплитуды на всей плоскости;
г. изменение знака комплексной частоты на всей плоскости.

38.  Какое из утверждений верно для метода Вольтера:
а. лучи, проходящие через границу полуволнового фазового края взаимно уничтожаются при интерференции;
б. лучи, проходящие через границу полуволнового фазового края взаимно уничтожаются при дифракции;
в. лучи, проходящие через границу полуволнового фазового края взаимно перпендикулярны при интерференции;
г. лучи, проходящие через границу полуволнового фазового края взаимно перпендикулярны при дифракции.

39.  Какая из нижеприведенных формул является основой для геометрической теории метода Ронке:

а. ;

б. ;

в. ;

г. .

40.  В выражение для первичных аберраций в методе Ронке не включены:
а. параметры наклона;
б. параметры поворота;
в. параметры наклона и поворота;
г. параметр дефокусировки.

41. Выберите верное утверждение:
а. В методе Ронке при отсутствии дефокусировки центральная полоса картины очень широкая;
б. В методе Ронке при отсутствии дефокусировки центральная полоса картины очень узкая;
в. В методе Ронке при отсутствии аберраций 3-го порядка центральная полоса картины очень широкая;
г. В методе Ронке при отсутствии аберраций 3-го порядка центральная полоса картины очень узкая.

42. Чему равен поворот ронкеграммы в присутствии комы:

а. ;

б. ;

в. ;

г. .
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